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Urzadzenia magazynujgce energie, takie jak baterie
litowo-jonowe, odgrywajg kluczowg role w
elektromobilnosci i transporcie energii. Rosnacy
popyt jest zaspokajany przez Gigafabryki, ktére sa
wyposazone w wydajne i wysoce
zautomatyzowane technologie produkcyjne. Wraz
ze wzrostem zapotrzebowania na nosniki energii
elektrycznej, kontrola jakosci staje sie coraz
wazniejsza. Wysoka jako$s¢ od surowcéw do
gotowych ogniw pamieci musi by¢
zagwarantowana bez przerw w produkgciji elektrod i
ogniw. Kontrola odchylen produkcyjnych w trakcie
procesu znaczgco przyczynia sie do efektywnosci
ekonomicznej i przyjaznosci dla Srodowiska
proceséw produkcyjnych. Micro-Epsilon oferuje
niezawodne rozwigzania, od czujnikow odlegtosci
o wysokiej doktadnosci wstepnej po technologie
pomiaru temperatury w podczerwieni i czujniki
profilu 2D/3D do wielu zadan pomiarowych
zwigzanych z produkcjg baterii. Czujniki te sa
stosowane na kazdym etapie produkcji, od
wytwarzania elektrod po procesy montazu i
formowania. Bogate i zréznicowane portfolio
produktéw Micro-Epsilon oferuje odpowiednia
metode pomiarowa z odpowiednim czujnikiem dla
kazdego rodzaju powtoki i wszystkich obiektow
pomiarowych.

Dlaczego Micro-Epsilon?

» Wiek sza wydajnos¢ ekonomiczna,
0szczedno$¢ zasobdw i jakose

» Najwyzs za precyzja w zakresie nanometrow
Kompleksowa wiedza w zakresie czujnikdw
i systeméw z jednego lrédta

» Szerokie portfolio technologii zapewniajace
optymalne rozwigz anie dla danego
zastosowania

e Dziesieciolecia doswiadczen w procesach
tasmowych

combiSENSOR
Czujnik do precyzyjnego pomiaru grubosci powtok

Grubo$¢ mierzonego obiektu: 40 um do maks. 6 mm

Wysoka doktadnosé

Latwos¢ stosowania za posrednictwem interfejsu
internetowego

Interfejsy analogowe, Ethernet, EtherCAT

capaNCDT
Systemy czujnikoéw pojemnosciowych do
precyzyjnych pomiaréw odlegtosci i grubosci

Zakresy pomiarowe od 0,05 do 10 mm

Submikronowa rozdzielczos¢

Wysoka stabilnos¢ temperaturowa, idealne do
zmiennych temperatur otoczenia

Wielokanatowy kontroler i uchwyt pomiarowy do
zastosowan wielosciezkowych

confocalDT
Konfokalne czujniki chromatyczne do
precyzyjnych pomiaréw odlegtosci

Wysoka stabilnos¢ sygnatu na wszystkich powierzchniach
Synchroniczny pomiar 2-kanatowy przy uzyciu

tylko jednego kontrolera

|dealny do dynamicznych zadan pomiarowych
dzieki wysokiej szybkosci pomiaru

thicknessCONTROL
Systemy pomiarowe "pod
klucz" do pomiaru grubosci

Pomiar grubosci i profilu grubosci
Wysoka doktadnosé¢ dzieki metodom pomiarowym
specyficznym dla danego zastosowania

tatwa integracja z liniami technologicznymi

Pomiar bez izotopdw i promieniowania rentgenowskiego
nie generuje kosztéw zwiazanych z ochrong przed
promieniowaniem.



Stabilny pomiar grubosci za
POMOC3 CZUjnikov

= Wysoka precyzja pomiaréw nawet w wysokich temperaturach
otoczenia

= Wielokanatowy kontroler do pomiarow wielo$ciezkowych

= Duza plamka pomiarowa kompensuje niejednorodne struktury



Uchwyt pomiarowy z czujnikami
pojemnosciowymi do pomiaru grubosci
tasmy i powtoki

Czujniki  elektromagnetyczne firmy Micro-Epsilon oferuja liczne
zalety w pomiarach grubosci. Czujniki majs stosunkowo duza
plamke pomiarows, kira kompensuje niejednorodne struktury.
Ponadto moga by¢ stosowane w wysokich temperaturach. Dzieki
zintegrowane;j kompensacii temperatury czujniki
elektromagnetyczne zapewniajg stabilne wartosci pomiarowe w
zakresie submikrometrowym i sg stosowane rwnie z w procesach
suchych.

thicknessGAUGE 0.EC:
Jednostronny pomiar grubosci powtok

Minimalna
grubos¢
40 um

Powtoka
Rolka

Dzieki dwustronnym pomiarom grubosci czujniki pojemnosciowe
wykrywaja grubos¢ tasmy z duza dokfadnoscia. Ze wzgledu na ich
wysoka stabilnos¢ temperaturowsa, moga by¢ réwniez stosowane
w goracych srodowiskach.

Pomiar grubosci z zastosowaniem czujnikéw pojemnosciowych
Dwa czujniki pojemnosciowe zamontowane naprzeciwko siebie
umozliwiajg dwustronny pomiar grubosci materiatéw przewodzacych prad
elektryczny. Za pomoca tej metody mozna mierzy¢ grubosci paskéw w
zakresie um. Kazdy z dwdch pojemnosciowych czujnikow
przemieszczenia dostarcza liniowy sygnat odlegtosci, ktéry jest obliczany
przez kontroler jako wartos¢ pomiaru grubosci. Plamka pomiarowa
czujnikéw jest wieksza niz w przypadku metod optycznych, co usrednia
wszelkie struktury i anomalie na powierzchni. Stosowanie
wielokanatowych kontrolerow capaNCDT umozliwia przetwarzanie kilku
par czujnikéw za pomocy tylko jednego kontrolera.

Czujnik: capaNCDT 6200

System czujnikéw do pomiaru grubosci powtok elektrodowych

Do stabilnego pomiaru grubosci w zabrudzonych miejscach o
wysokiej  temperaturze  otoczenia  stosowany jest  system
thicknessGAUGE O.EC. System jest zaprojektowany jako ramka w
ksztatcie litery O i stosuje czujnik combiSENSOR, ktéry przechodzi
nad folig akumulatora. Dzigki innowacyjnej technologii pomiar
grubosci jest bezdotykowy tylko z jednej strony. Rolka prowadzaca
stuzy jako cel referencyjny dla zintegrowanego czujnika
wiropradowego, podczas gdy zintegrowany czujnik pojemnosciowy
okresla odlegtos¢ do powierzchni materiatu. Roznica miedzy tymi
dwoma sygnatami jest obliczana przez kontroler jako wartos¢ grubosci
i wyprowadzana jako wartos¢ pomiarowa.

System pomiarowy : thicknessGAUGE O.EC
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Pomiar grubosci w wysokiej

rozdzielczosci za po 10Cq s
czujnikéw aptyl:
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= Niezawodne metody pomiarowe dla wszystkich proceséw powlekania
= Pomiar bezdotykowy z wysoka doktadnoscia i duza szybkoscia pomiaru
= |dealny do dynamicznej kontroli procesu

N



Precyzyjne czujniki optyczne do

dwustronnego pomiaru grubosci

W przypadku dwustronnych pomiarw grubosci, dwa czujniki sg
umieszczone naprzeciwko siebie i mierza odlegto$¢ do folii
akumulatora. Taki uklad pozwala osiagna¢ niezwykle wysoka b |
rozdzielczosé.

Oprcz  konfokalnych czujnikw — chromatycznych, szczeginie

odpowiednie sa laserowe czujniki triangulacyjne i interferometry

$wiatta biatego. Sa one wybierane w zaleznosci od wymagan

dotyczacych doktadnosci, typu powierzchni i rodzaju powtoki
(niepowlekana/powlekana). Czujniki sg zazwyczaj stosowane do

monitorowania i kontroli procesw powlekania na mokro, ale nadaja

sie rwnie z do procesw powlekania na sucho.

Grubos¢ materiatu

confocalDT interferoMETER optoNCDT
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Pomiar grubosci powtok elektrod Pomiar grubosci mokrych warstw

Dwa przeciwlegte interferometry swiatta biatego mierza grubosé Konfokalne czujniki chromatyczne firmy Micro-Epsilon monitoruja
powlekanych elektrod stosujac metode roznicy grubosci. W statej grubosé powtoki mokrych materiatéw. Czujniki te zapewniaja
odlegfosci od siebie oba czujniki wykrywaja odlegtosc do folii. zarébwno niezwykle wysoka rozdzielczose, jak i duza szybkosc
Interferometry swiatta biatego zapewniaja rozdzielczo$¢ pomiaru w pomiaru. Zainstalowanie kilku czujnikéw obok siebie umozliwia
zakresie nanometréw. Wartosci grubosci sg stosowane do kontroli jednoczesne okreslenie jednorodnosci powtoki na catej szerokosci
naktadania powtoki oraz do celéw zapewnienia jakosci. paska.

Czujnik: interferoMETER IMS5400 Czujnik: confocalDT



tem inline do pomiaru

= Niezawodne metody pomiarowe dla wszystkich procesow
powlekania

= Idealny do zmiennych, wysokich temperatur otoczenia

= Niezawodnos¢é procesu w pomiarach wielosciezkowych i
statosciezkowych

Powtoka

Folia z tworzywa sztucznego

thickness
1 Powtoka

Kompaktowy system pomiarowy do pomiaru grubosci w linii
produkcyjnej folii separatora

ompaktowy system czujnikow grubosciGAUGE jest stosowany do pomiaru
grubosci powtoki separatora. Wyposazony w interferometr swiatta biatego,
system czujnikéw wykrywa zaréwno grubos¢ folii, jak i powtoki o grubosci od
10 um.

System pomiarowy: thicknessGAUGE O.IMS




Pomiar grubosci z wysoka precyzja
Systemy czujnikow thicknessGAUGE sg stosowane do pomiarow
grubosci tasm na linii produkeyjnej. Kilka modeli z réznymi typami
czujnikéw, zakresami pomiarowymi i szerokosciami pomiarowymi
umozliwia pomiary grubosci inline réznych materiatow i powierzchni.
System stosuje dwa optyczne lub elektromagnetyczne czujniki
odlegtosci do wykrywania grubosci tasmy. Czujniki sg precyzyjnie
ustawione wzgledem siebie i skalibrowane. Ponadto kalibracja grubosci
w fabryce zapewnia wysoka precyzje. Za pomoca osi liniowej systemy
czujnikéw thicknessGAUGE mozna przesuwacé w celu pomiaru grubosci
na catej szerokosci tasmy.

System pomiarowy: thicknessGAUGE

Cross profile
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Ocena profilu grubosci
Jesli czujnik jest przesuwany nad materiatem tasmy za pomoca osi liniowej, mozna oceni¢
poprzeczne profile grubosci.

Systemy czujnikw grubosciGAUGE tacza w sobie precyzyjne czujniki
ze skoordynowanym systemem mechanicznym, w tym osia
przesuwu. Dzieki kompleksowemu oprogramowaniu i pakietowi
interfejsow systemy czujnikdw mozna zintegrowac z liniami
produkcyjnymi w sposéb bezpieczny dla procesu.

Precyzyjny pomiar grubosci folii akumulatora na linii produkcyjnej
System pomiarowy thicknessCONTROL Quad skfada sie z dwoch
wytrzymatych ram pomiarowych, z ktérych kazda zawiera osiem czujnikéw
konfokalnych. System jest stosowany do bardzo precyzyjnych pomiaréw
grubosci powlekanej folii akumulatorowej na linii produkcyjnej i imponuje
dtugotrwatymi, stabilnymi pomiarami.

System pomiarowy: thicknessCONTROL

thicknessCONTROL UTS

Precyzyjny system pomiaru grubosci powlekanych
warstw anodowych i katodowych

Solidna konstrukcja z kompensacja temperatury
Zakres pomiarowy (grubos¢)<6 mm

Doktadnos$¢ systemu +0.3 um
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Pomiar profili 2D/3D
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Kontrola powierzchni 3D

Czujniki scanCONTROL umozliwiaja stabilny pomiar z wysoka
rozdzielczosciag w kontroli 3D powlekanych folii. Defekty o najmniejszej
geometrii - np. odpryski i wirgcenia - sa niezawodnie rozpoznawane i

wyprowadzane przez skanery.

Czujnik: scanCONTROL

Vishle ranae: x: [-43.712: 44.477] mem: v: [1.240: 44,1001 mm: 72 [32




Kontrola kleju i zastosowanych uszczelniaczy

Skanery laserowe scanCONTROL sprawdzaja obecnos¢ i wymiary
nanoszonego kleju. Sg one montowane na dozowniku i kontroluja
naktadana ilos¢ oraz odlegtos¢ od dozownika. Ich wysoka
rozdzielczo$¢ umozliwia niezawodne wykrywanie nawet
najdrobniejszych peretek. W ten sposdb mo zna wykry¢ pekniecia i
wady niezaleznie od rodzaju aplikacji lub zastosowanego koloru.

Czujnik: scanCONTROL

Wykrywanie zakrzywionych krawedzi po cieciu

Folie moga mie¢ krzywizny i odksztatcenia po cieciu wzdtuznym. W
celu niezawodnego wykrywania tych odchylen stosuje sie laserowe
czujniki profilu firmy Micro-Epsilon. Dzieki niezwykle wysokiej
rozdzielczosci i niewrazliwoéci na powierzchnie odbijajace, czujniki
te zapewniajg stabilne wyniki pomiarow.

Czujnik: scanCONTROL

Aplikacja powtoki na krawedziach

Elektrody musza by¢ powlekane z niezwykta precyzja. Dlatego
skanery laserowe Micro-Epsilon sprawdzajs profil powtoki na
krawedzi. W ten sposéb wykrywane sa anomalie powtoki i
pofatdowania.

Czujnik: scanCONTROL

Kontrola potozenia ogniw akumulatora

Po zmontowaniu ogniw baterii, skanery laserowe Micro-Epsilon
sprawdzajg ich kompletnos¢ i potozenie. Te precyzyjne czujniki
profilowe generuja obraz 3D, ktdry jest nastepnie poréwnywany z
danymi CAD.

Czujnik: scanCONTROL



Bezdotykowy pomiar
temperatury i krawedzi

= Bezkontaktowe monitorowanie proceséw
= Procedura pomiarowa dla wszystkich etapéw procesu
= |dealny do zautomatyzowanego monitorowania produkciji




Kontrola krawedzi wstegi folii elektrodowe;j

Podczas produkcji ogniw akumulatorowych, folie elektrod i
separatoréw musza by¢ niezawodnie prowadzone. Optyczne
mikrometry optoCONTROL wykrywaja wymagana pozycje krawedzi
do kontroli krawedzi wstegi z wysoka doktadnoscia. Obstuga kilku
mikrometréw umozliwia jednoczesne wykrywanie szerokosci wstegi.

Czujnik: optoCONTROL 2520
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Monitorowanie procesu odwijania cewki

Laserowe czujniki odlegtosci optoNCDT ILR2250-100 monitoruja
rozwijanie i nawijanie cewek. W miare ciaggtego zwiekszania lub
zmniejszania érednicy, zmienia sie odlegtos¢ miedzy cewka a
czujnikiem. Ta zmiana odlegtosci jest niezawodnie i precyzyjnie
monitorowana przez czujniki. integrowany tryb pomiaru AUTO
umozliwia niezawodne wykrywanie nawet na odblaskowych
powierzchniach i matowych powitokach.

Czujnik: optoNCDT ILR2250




Bezdotykowe czujniki
do monitorowania

maszyn

= Wytrzymate czujniki do integracji z urzagdzeniami i maszyna\'
= Wysoka dokladnosé i stabilnosé temperaturowa
= [dealne do monitorowania maszyn

Pomiar rozszerzalnosci baterii podczas tadowania

Podczas pierwszego tadowania ogniwo akumulatora rozszerza
sie. Aby wykry¢ punkt krytyczny przed peknieciem i przerwac
proces tadowania, akumulator jest instalowany na stanowisku
testowym. Czujniki laserowe Micro-Epsilon sprawdzaja pionowa
ekspansje w kilku cyklach tadowania i roztadowania. Kompaktowe
czujniki moga by¢ réwniez umieszczone w ograniczonych
przestrzeniach i zapewniaja wysoka doktadnos¢ pomiaru.

Czujnik: optoNCDT 1420




Wytrzymate czujniki do ciagtego
monitorowania stanu

Precyzyjny pomiar bicia osiowego watka

Aby umozliwi¢ rolkom prowadzacym lub powlekajacym prace z
najwyzsza precyzja, osiowe bicie rolki jest stale mierzone. W tym celu
czujniki wiropradowe wykrywaja ruch osiowy rolki, okreslajac odlegtosé
do rolki. Oprocz kompaktowej konstrukeii, zaleta stosowanych
czujnikéw wiropradowych jest ich odpornos¢ na trudne warunki
$rodowiskowe: czujniki zapewniaja precyzyjne wyniki pomiaréw nawet
wtedy, gdy na czujnik dziata olej, brud, temperatura lub cisnienie.
Kompaktowe czujniki eddyNCDT 3001 maja réwniez zintegrowany
kontroler, co dodatkowo utatwia integracije.

Czujnik: eddyNCDT 3001

Stabilny pomiar
mikrometrowa
doktadnoscia

Pomiar zuzycia rolki poprzez szczeline tozyska

Pojemnosciowe czujniki przemieszczenia sa stosowane do okreslania
zuzycia rolek. Zuzycie rolek jest mierzone posrednio poprzez zmiane
szczeliny tozyska watu napedowego. Dzieki czujnikom pojemnosciowym
pomiar jest ciagly i bardzo precyzyjny. W rezultacie zuzycie jest stale
okresélane i wykrywane na wczesnym etapie, co oznacza, ze okresy
konserwaciji mozna zaplanowa¢ w ukierunkowany sposéb. Czujniki
pojemnosciowe moga byé réwniez stosowane przy silnych wahaniach
temperatury i zapewniaja wysoka stabilnosé sygnatu.

Czujnik: capaNCDT

Ptaskie czujniki
pojemnosciowe do
precyzyjnego pomiaru
szczeliny miedzy
rolkami

Monitorowanie szczeliny rolki
Ptaskie czujniki pojemnosciowe stosowane sa do monitorowania i
kontroli rolek kalandrujacych i powlekajacych. Sa one dostepne w
réznych wersjach i wykrywayja szczeline miedzy rolkami z mikrometrowa
doktadnoscia. Te kompaktowe czujniki mozna zintegrowaé w
ograniczonych przestrzeniach montazowych, aby mierzy¢ bezposrednio
w stosunku do rolek lub zawieszenia rolek i ponownie regulowac
szczeling miedzy rolkami. Poniewaz czujniki s3 kompensowane
temperaturowo, moga by¢ stosowane réwniez w wysokich
temperaturach otoczenia.

Czujnik: capaNCDT



Czujniki i systemy od Micro-Epsilon

Czujniki i systemy do pomiaru Czujniki i urzagdzenia pomiarowe do
przemieszczenia, odlegtosci i potozenia bezdotykowego pomiaru temperatury

Mikrometry optyczne i swiattowody, Czujniki rozpoznawania kolorow,
wzmacniacze pomiarowe i testowe analizatory LED i wbudowane
spektrometry kolorow

More Precision

Niezaleznie od tego, czy chodzi o zapewnienie jakosci, konserwacje predykcyjna,
monitorowanie procesow i maszyn, automatyzacje czy badania i rozwoj - czujniki Micro-
Epsilon wnoszg istotny wktad w ulepszanie produktéw i proceséw. Precyzyjne czujniki i
systemy pomiarowe rozwigzuja zadania pomiarowe we wszystkich kluczowych branzach
- od budowy maszyn po zautomatyzowane linie produkcyjne i zintegrowane rozwigzania
OEM.

Systemy pomiarowe i kontrolne do
tasm metalowych, tworzyw
sztucznych i gumy

Technologia pomiarowa 3D do testowania
wymiaréw i kontroli powierzchni

Dystrybutor:

www.wobit.com.pl

www.micro-epsilon.pl

MICRO-EPSILON

www.micro-epsilon.com
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